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Voltampérométrie cyclique
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V. Application Surfaces à motifs alternés hydrophile/hydrophobe

1ère étape1ère étape

SAM réalisée par tampon

0

20

40

60

80

SAM de C18

PDMS

Au

47

-120

-100

-80

-60

-40

-20

-500 -300 -100 100 300 500 700

E (mV)

I 
(µ

A
)

Or vierge

N. B. Larsen, H. Biebuyck, E. Delamarche, B. Michel; J. Am.Chem. Soc.; 1997; 119; 3017-3026

θθθθ > 110°



PDMS

Au

Au

Application du tampon sur l’or, mise en place du masque 
chimique formé par la monocouche de thioalcanes

Greffage du 1er polymère (A) par SEEP

V. Application Principe (2nde étape)
Thioalcane / éthanol
(C18H37SH; C16H33SH)

Monocouche auto-assemblée 
de thioalcanes (SAM)

1ère étape

2ème étape

Au

Retrait du masque chimique

Greffage du 2nd polymère par SEEP

48

Au

Polymère A

3ème étape

Polymère A

4ème étape Au

Polymère A Polymère B

PBA



V. Application Surfaces à motifs alternés hydrophile/hydrophobe
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Désorption de la monocouche:
Réduction -2,5 V / CH3CN

V. Application Surfaces à motifs alternés hydrophile/hydrophobe
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Greffage du NBD / H2SO4

3 cycles, 10 mV/s, Eéq→ -1,0 V

PNP PBA

V. Application Surfaces à motifs alternés hydrophile/hydrophobe

4ème étape4ème étape

Echelle microscopique
Echelle macroscopique

0,985

0,99

0,995

1

T
ra

ns
m

it
ta

nc
e

θθθθ = 102°

θθθθ = 59°

53

PBA

PNP

0,98

T
ra

ns
m

it
ta

nc
e

ννννC=O

0,991

0,993

0,995

0,997

100012001400160018002000

Nombre d'onde (cm-1)

ννννNO2

ννννNO2



I. IntroductionI. IntroductionI. Introduction

II. SEEP: Principe & Protocole expérimentalII. SEEP: Principe & Protocole expérimentalII. SEEP: Principe & Protocole expérimental

III. RésultatsIII. RésultatsIII. Résultats
Caractérisation des films (morphologie)Caractérisation des films (morphologie)Caractérisation des films (morphologie)

Composition chimique & Structure moléculaireComposition chimique & Structure moléculaireComposition chimique & Structure moléculaire

MécanismeMécanismeMécanisme

III. Discussion : Mécanisme de SEEPIII. Discussion : Mécanisme de SEEPIII. Discussion : Mécanisme de SEEP

IV. ApplicationIV. ApplicationIV. Application

V. ConclusionV. Conclusion



RésuméIII. Conclusion

• Nombreux revêtements 

• Amorceurs = NO2-Φ• (← NO2-Φ-N2
+) et H• (← H+)

• Revêtements de PBMA à partir de solutions aqueuses

Procédé SEEPProcédé SEEP

Mécanisme ⇒⇒⇒⇒ objectifs atteints 
☺☺☺☺

Mécanisme ⇒⇒⇒⇒ objectifs atteints 
☺☺☺☺

•Influence du tensioactif

•Influence de l’agitation

•Interaction spécifique NBD / SDS

•Influence du tensioactif

•Influence de l’agitation

•Interaction spécifique NBD / SDS

Au
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• PNP = (Φ-NO2)n sous-couche

• Procédé par “Grafting to” (PBMA) / “Grafting from” (PNP)

• Chaînes courtes (DP ≈ 10-12 estimé par XPS)

• Construction “multicouches”

• Structure des films : Φ-NO2 ≡ cross-linkers
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PerspectivesIII. Conclusion

• Liaison d’interface

• Amorçage chimique → Réduction par voie chimique 

N2
+

56
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PerspectivesIII. Conclusion

• Liaison d’interface

• Amorçage chimique → Réduction par voie chimique 

Fe
Acide ascorbique

H3PO2
N2

+

56V. Mevellec, S. Roussel, L. Tessier, J. Chancolon, M. Mayne-L’hermite, G. Deniau, P. Viel, S. Palacin; Chyem. Mater.; 2007; 19; 6323-6330
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